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ELMISKOP II - Anlage

Gesamtansicht

(NetzanschluBschrank an das Stativ
herangeriickt; Mindestabstand > 0,8 m)
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ELMISKOP II - Anlage

Gesamtansicht

(NetzanschluBschrank an das Stativ
herangeriickt; Mindestabstand > 0,8 m)
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Stativ mit Mikroskoprdhre
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Stativ, Riickseite

(Verkleidung abgenommen)



Mikroskoprohre

(Strahlkopf aufgeklappt)

(Reihenaufnahmekassette gesffnet)



Spharische Kippeinrichtung

(zerlegt)
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Objektiv mit Mehrfachprojektiv

Blendenkiafig (Vorblende) g
Stabschleuse
Priparatverstelltisch
Objektivpolschuh

demontiert
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NetzanschluBschrank

(geoffnet)
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NetzanschluBschrank
Riickseite

(Riickwand abgenommen)
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